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 マイクロマシン技術は、工業技術や医療技術をはじめとする広範な分野において革新的

な基盤技術になるとして注目され、国内外の機械工学、電子工学、医用工学等の多様な分

野でその研究開発が急速に拡大しております。 
 マイクロマシンという言葉が生まれ、マイクロマシン技術の本格的な研究開発がスター

トして、はや１０余年が経過しました。現在、多くの研究成果が国際会議、シンポジウム、

学会、研究論文および新聞・雑誌などを通じて報告されるようになりました。しかし、マ

イクロマシン技術の応用可能性の大きさから考えると、それらはまだ一部分であり、今後

もより幅広い研究開発が必要であると考えられます。今後の研究開発を円滑かつ効率的に

推進させるためには、国内外にわたる現状の研究開発状況を調査・分析し、マイクロマシ

ン技術関係者にフィードバックすることがきわめて重要であります。 
 このような状況と認識に立って、当マイクロマシンセンターではマイクロマシン技術国

内外研究開発動向調査事業を継続的に行ってまいりました。 
 本報告書は、この調査研究事業の平成１３年度の成果をとりまとめたものです。各方面

において広くご利用頂ければ幸いです。 
 
 
 平成 14 年 3 月 
 

財団法人マイクロマシンセンター 
 専務理事  平野 隆之   
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